














































专利名称(译) 超声波装置，超声波装置和厚度设计方法
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IPC分类号 A61B8/00 G01N29/24 G01N29/32
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优先权 2016231418 2016-11-29 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波装置，包括：基板，设置有第一表面和第二表面作为第一表
面的后表面，并且具有从第一表面到第二表面开口的开口;阻挡第一表面
侧开口的支撑;支架上设有振动器;金属膜设置在基板的第二表面上的未开
口区域中，该未开口区域未被开口打开。
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